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Contexte - Objectifs

« Démonstration de la faisabilité de la commande d’un procédé infrarouge de cuisson de peinture : application a 'amélioration de la qualité du feuil de peinture
» Commande en ligne : comportement radiatif de la peinture et des émetteurs difficile a modéliser => commande a modéle interne

Méthode
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Conclusions

> Applicabilité d'une commande prédictive sur un procédé de cuisson radiatif des peintures en poudre (systémes décrits par des équations aux dérivées partielles).
» Cahier des charges de la commande : poursuite d'une trajectoire en température définie au préalable (revétement de qualité optimale).

» Importance du choix de I'horizon de prédiction lié a la commande.

> Dans le futur, application de ce type d’optimisation sous contrainte a des propriétés d’'usage, comme la brillance par exemple. Pour cela, une mesure en ligne
ainsi qu'un modele d’évolution de ces propriétés sont nécessaires.
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